Priloha €. 1 - Specifikace predmétu plnéni

Rastrovaci elektronovy mikroskop JSM-7200F/LV

Rastrovaci elektronovy mikroskop pracujici v modu nizkého i vysokého vakua.
Mikroskop je byt vhodny pro Spickové aplikace v oblasti studia kovovych, keramickych
a kompozitnich materialéi. UmoZfiuje zobrazeni magnetickych a nevodivych vzork{
pri vysokych zvétSenich. Dale je vhodny pro pozorovani biologickych a polymernich
vzorkd.

Mikroskop je schopen poskytovat zobrazeni povrchl pfi vysokych zvétSenich pomoci
standardnich detektord umisté&nych v komote vzorku, i novych typt detektorl umist&nych
v CoCkach nebo sloupci mikroskopu. Mikroskop musi dale umoznuje zobrazovani pfi velmi
nizké energii dopadajicich elektrond.

Komora mikroskopu musi je vybavena plné automatickym, pocitatem kontrolovanym
drzdkem vzork{ (X,Z,Y-posun, rotace, naklon), umoziiuje pFipojeni dalSich zatizeni (EDX,
STEM, dekontaminator) a je vybavena vakuovymi porty pro dalsi mozné
modifikace/rozsifeni. Vnitfni rozmér komory je300x300x300 mm (d x v x S).

Mikroskop je vybaven PC fidicim systémem a softwarem pro ovladani mikroskopu a
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zpracovani nameérenym mikrografu.

PFistroj je dodavan a instalovan vcetné perifernich zafizeni nutnych k jeho nezavislému
provozu. Soucasti instalace je i zaskoleni personalu.

Elektronovy zdroj
1. Elektronova tryska FEG typu Schottky schopna poskytnout proud svazku
minimalné v rozsahu 2 pA az 300 nA
2. Rozsah energie elektronového svazku ve standardnim modu az do 30 keV
3. Moznost sniZzeni energie dopadajiciho svazku na energii minimalné 100 eV

Elektronova optika

1. Garantované rozliSeni:
pfi 30 keV ne horsi nez 1 nm pfi praci ve vysokém vakuu
pfi 500 eV ne horSi nez 3 nm pfi praci ve vysokém vakuu
pfi 30 keV ne horsi nez 2 nm pf¥i praci v nizkém vakuu

2. Maximalni zvétSeni nejméné 1 000 000 x (pFimé zvétseni pro Sifku obrazu 5%)
3. Minimalni zvétSeni 10 x bez deformace obrazu
4. Automatické sefizeni elektronového déla a zobrazovaciho systému
5. Moznost uloZeni nastaveni mikroskopu pro rizné uZivatele
6. Softwarové podporovana diagnostika poruch
Detektory
1. Detektor sekundarnich elektrond SE uvnitf analytické komory
2. Detektor zp&tné odrazenych elektronl BSE uvnitf analytické komory
3. Detektor sekundarnich elektrond umistény v ¢oéce mikroskopu
4, Detektor zp&tné odrazenych elektron umistény v ¢occe mikroskopu
5. Detektor umoznujici pracovat pfi tlaku v komore 400 Pa
6. Kamera pro zobrazeni vnitfniho prostoru komory



Zpracovani signald a obrazu
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Rychlost skenovani plynule nastavitelna v rozsahu minimalné od 30 ns/pixel do 1
ms/pixel s moznosti akumulace detekovaného signalu

Soucasné zobrazeni alespori dvou Zivych obraz{

MoZnost snimat obrazy 16 bitov&, nejméné 4096 x 4096 pixell

Obrazové formaty pfinejmensim TIF, BMP a JPG

Software pro zakladni obrazovou analyzu, vkladani méfitek do snimk@ a vytvareni
protokolu o pozorovani

Software pro metrologii prvkd v Zivém i ulozeném obrazu SEM

Komora a stolek vzorku
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Dostatecné velka komora s vhodné umisténymi porty pro pfipojeni EDX, STEM
detektoru, dekontaminatoru a porty pro vlastni modifikace.
Systém ochrany pred dotykem vzorku s ¢astmi komory
Rutinni pfistup do komory mikroskopu pro velké vzorky odsunutim ¢i odklopenim
jedné stény komory bez pouziti naradi.
Aktivni odpruzeni komory a tubusu mikroskopu
Automaticky stolek vzorku s motorickym ovladanim v 5-ti osach
Minimalni rozsah pohybu vzorku v jednotlivych osach:

X =100 mm, Y - 100 mm, Z - 50 mm, Rotace - 360 °C, Naklon - 80° az 90°
Zobrazovana oblast se zachovava pfi naklonu i rotaci vzorku pro vSechny pozice
na stolku.

Doplikové pristroje k SEM:
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2 LCD displeje s uhloprickou alespon 24" uréené pro nepretrzité profesionalni
nasazeni
Ridici PC pro trvaly provoz

a. vnitfni pamét RAM alespori 16 GB

b. procesor: vykon v benchmark testu Geekbench 4860 (Single-Core) nebo
13 893 (Multi-Core)
HDD s kapacitou 1TB a SATA III rozhranim
Motherboard s rozhranim SATA III
sitovd karta pro pfipojeni na mistni LAN
nejnovéjsi operacni systém 64 bit architektury se 100 % kompatibilitou pro
instalaci program@ MS Office 2010 a vy&si, LabView, Origin, CoreIDRAW
Optickd mechanika s moznosti zaznamu (alespori DVD) a minimalné 2x USB porty
3.0
Zalozni zdroj UPS pro alespon 2kWh
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